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項 目 仕 様

寸法 幅：364 x 奥行：381 x 高さ： 368mm

基板（試料）最大サイズ ◯ 2インチ (50mm) (立体構造物も可能) 
粉体オプションあり

反応室の加熱温度 Max. 300℃

加熱方式 ホットウォール式

搭載プリカーサー 有機金属：１本、H2O（又はO2/O3): １本 （計２系統）

プリカーサー加熱温度 Max 145℃

プリカーサー投入方式 時間制御
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